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8 — Opticka reflexivita kiremiku
Ukoly

1. Zméite optickou reflexivitu Si pomoci reflexni sondy.

2. Zmérte optickou reflexivitu Si pomoci integrac¢ni koule.
Teorie

Odrazivost, ¢ili reflexivitu Si budeme méfit v rozmezi 1.4 - 4.5 eV. Pro obé méreni budeme

pouzivat spektroskop AvaSpec - 2048 s linearnim CCD prvkem. Ovladani spektroskopu je vytreseno
pomoci softwaru, takze je v podstaté plné digitalizované. Krom pouzitého detektoru musime pouzit
i zdroj svétla. Ten se lisi pro oba tkoly. Pro kol s reflexni sondou je pouzit zdroj AvaLight - DHc,
pro tkol s integraéni kouli potfebujeme silngjsi zdroj svétla, tedy byl pouzit zdroj AvaLight DH-S.
Pouzity program se znacné lisi od programu jmenovaného v navodu k praktiku. Prakticky jedinym
nastavitelnym parametrem je rozmezi energii a smoothing. Smoothing nam ik, kolik pixeld se bude
brat v potaz, krom centralniho. Standartné byla nastavena hodnota 6, ktera se pro tlohu ukézala
byt nejvhodnéjsi, nebot méné pixeld nezaru¢i dostatecné hladky graf.
Pred samotnym méfenim bylo nutné osettit vliv temného prouhu, tedy udélat temny snimek. Ten se
provadi bez pristupu svétla, jednoduse se pouze proméii jak moc ,Sumi“ detektor. Tato hodnota je
pak odecitana od vSech meéreni. Nasledné je tfeba poridit referenc¢ni snimek, se kterym pak srovname
vSechna nase méteni. Tento postup je totozny u obou uloh.

1. ukol

V programu ovladajici spektroskop byly nastaveny hodnoty pro dobu sniméani vzorku a pocet

opakovani méreni. Samozirejmé plati, ze ¢im vice méfeni provedeme, tim presnéjsi hodnoty dosta-
neme. Program sdm tyto hodnoty stieduje. Integracni doba métfeni byla nastavena na 100 ms, pocet
opakovani byl nastaven na 50 pro kazdé méreni.
Po zméreni temného proudu a porizeni referenéniho snimku se jiz mizeme vénovat samotnému mé-
feni. Byly promérovany celkem dva vzorky Si. Jeden referencni, druhy silné legovany. Pro kazdy z
nich byla pofizena tii méfeni, na ndhodnych mistech vzorku. Vysledek méfeni pro oba vzorky je
uveden v nasledujicich grafech. V kazdém z grafi jsou uvedena jednak jednotlivd méteni i zpri-
mérovand hodnota (kterd je pro prehlednost vykreslena kiivkou). Bohuzel hodnoty nejsou dobie
rozeznatelné, jelikoz se od sebe lisi minimalné, primérovand kiivka se také shoduje velmi dobre.
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Obrazek 1: Reflexivita lesklé strany referenc¢niho vzorku Si
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Obrézek 2: Reflexivita matné strany referenéniho vzorku Si
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Obrazek 3: Reflexivita lesklé strany legovaného vzorku Si
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Obrézek 4: Reflexivita matné strany legovaného vzorku Si
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Na zavér prvni tlohy uvadim graf, ktery porovnava odrazivosti lesklych stran promeérovanych
vzorkd, stejné tak matnych. Je patrné, ze legovany vzorek odrazi lépe, a to jak jeho leskla, tak
matna strana. Stejné tak mtuzeme usoudit vcelku ziejmy zaveér, ze leskld strana vzorku odrazi lépe
nez strana matna.
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Obrazek 5: Porovnani primérovanych odrazivosti jednotlivych méfeni

2. tukol

Mefeni druhého tkolu probihalo analogicky s tim rozilem, Ze jak jiz bylo zminéno v teoretické
¢asti protokolu, byl pouzit silnéjsi zdroj svétla. Integracni koule se 1isi tim, Ze je schopnéd posmirat
vice odrazeného svétla, coz by ndm mélo poskytnout presnéjsi vysledky.

Integracni doba byla v tomto pfipadé nastavena na 2300 ms, pocet opakovani byl vzhledem k
omezenému casu nastaven na 20. Opét byla proméfovana t¥i nahodnéd mista na vzorku, kterd byla
nasledné zprumeérovana. Vysledky jsou shrnuty v nasledujicich grafech.
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Obrazek 6: Reflexivita lesklé strany referenc¢niho vzorku Si
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Obrézek 7: Reflexivita matné strany referenéniho vzorku Si
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Obrazek 8: Reflexivita lesklé strany legovaného vzorku Si
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Obrézek 9: Reflexivita matné strany legovaného vzorku Si
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Na zavér tohoto protokolu opét uvadim graf, ktery porovnava jednotlivé odrazivosti. Leska strana
zjevné vychazi podobné jako predchozi méfeni, nicméné strana matna, kde bychom ¢ekali odrazivost
vétsi v prumeéru splyva s grafem odrazivosti pro matnou stranu, velky rozdil néni vidét ani pro
referencni a legovany vzorek.
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Obrazek 10: Porovnani primérovanych odrazivosti jednotlivych méfeni pro integrac¢ni kouli



